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i DEPOT ELECTROSTATIQUE D’AEROSOLS SUR TRANCHES DE SILICIUM - APPLICA- 3
’i TION A L'INDUSTRIE MICRO-ELECTRONIQUE
n
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a &té mis au point dans les laboratoires de l’/Institut de Protection
et de Sareté Nuclédaira, dans le cadre d’études sur la caractérisacion :
des milieux ultra-propres, en liaison avec d’autres sectours d‘acti- e
vité non nucléalres notamment Je secteur miero-électronique. .
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' Un nouveau type de spectrométre de mobilitd glectrique d'aérosols
|

, Sur le plan des principes, 11 s'agit d’une application tout A
A fait classique des lois de la physique décrivant le mouvement de
particules chargées en suspension dans un écoulament gazeux sous

I 4influence d'un champ éloctrique.

Sur le plan de la réalisation, la particularité du dispositif, et :
‘ son origlnalitd, portent sur la géométrie du aystéme, trés différente .
. de celles couramment utilisées Jusqu’d présent, et qui permet d'envi-
' sageY un certain nombre d’applications totalement mouvalles.

g En effet, trés schématiquement le capteur est constitué de deux
disques circulaires paralldles et concentriques, entre lesquels un
écoulement gazeux d’alr filtré, laminajre et centripéte, est établf.
Lorsqu’une différence de potentiel est appliquée entye les deux

¥ disques (les particules d’adrosol’ étant introduites par une fente
annulaire située vers la périphérie du capteur), les adrosols chargés : Q%
se ddéposent sur le disque de collection en fonction de leur mobilité £
électrique selon des anneaux concentriques.
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Les premiéres applications ont été envisagées dans le secteur de
1’'industrie micro-électronique. Il est en effet particuliérement
avantageux d'utiliser d’une part des tranches de silicum (wafer) comme
surfaces de collection, de mettre en oeuvre d’autre part les techni-
ques d‘analyse de dépéts surfaciques par scanner spécialement dévelop-
pées pour ce secteur d’'activité. "
' Les principaux résultats présentés a4 cette conférence portent .

d’'abord sur la démonstration des performances de cet analyseur diffé-
rentiel de mobilité électrique capable de déposer sélectivement des
aérosols chargés sur des tranches de silicium avec une excellente

résolution.

Parmi les applications potentielles qui seront citées, on décrira
plus particuliérement une méthodologie permettant la réalisation de
surfaces "artificiellement contaminées" par des aérosols calibrés,

Voo garantissant une densité surfacique connue et homogéne sur toute la
e surface utile des tranches de silicium. L’application recherchée est .
! notamment la production d‘étalons pour les besoins de la recherche en

' micro-électronique submicronique, en particulier :
1

- pour améliorer les comnaissances sur la métrologie et le ,
comportement des particules déposées sur les surfaces,

- pour étudier les relations entre les caractéristiques des .-
particules déposées (dimension, nature, concentration surfaci- @
que) et les taux de défauts sur les circuits intégrés. o
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